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Abstract 


The invention relates to a method for gluing two substrates (3, 6) to a substrate disk (23), wherein an 
adhesive is applied to the surface of the first substrate (3, 6) which is to be glued and the surface of a 
second substrate (6, 3) which is to be glued is placed on top of the first substrate (3, 6). The inventive 
method provides for particularly good, homogenous and rapid gluing of the substrates without inclusion 
of air and requires only simple means since the substrates (3, 6) are rotated around their centre axis so 
that the adhesive can be ejected. The invention also relates to devices for carrying out the above 
method. ' 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Verfahren und Vorrichtung zum Verkleben von zwei Substraten 
© Ein Verfahren zum Verkleben von zwei Substraten (3, 6) 
zu einer Substratscheibe (23), bei dem ein Klebemittel auf 
eine zu verklebende Flache eines ersten Substrats (3, 6) 
aufgebracht und ein zweites Substrat (6, 3) mit seiner zu 
verklebenden Flache auf das erste Substrat (3, 6) aufge- 
legt wird, ergibt sich eine besonders gute, gleichmafcige 
und schnelle Verklebung der Substrate ohne Luftein- 
schlusse und mit einfachen Mitteln, wenn die Substrate 
I (3, 6) zum Ausschleudern des Klebemittels um ihre Mittel- 
I achse gedreht werden. Vorrichtungen zur Durchfuhrung 
des Verfahrens sind angegeben. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Verkleben von zwei Substraten zu einer Substrat- 
scheibe, bei dem ein Klebemittel auf eine zu verklebende 5 
Flache eines ersten Substrats aufgebracht, und ein zweites 
Substrat mit seiner zu verklebenden Flache auf das erste 
Substrat aufgelegt wird. 

yerfahren und Vorrichtungen dieser Art sind bekannt um 
beispielsweise sogenannte Digital- Video-Disks (auch unter 10 
der Abkurzung DVD bekannt), zu fertigen. Digital-Video- 
disks bestehen aus zwei Substraten oder Teilsubstraten, auf 
lierien auf jeweils einer Oberflache Digital-Video-Informa- 
tiorien gespeichert sind, und die mit ihren informations- 
freien Seiten miteinander verklebt sind. Fur das Verbinden 15 
der beiden Substrate zu einer Substratscheibe, beispiels- 
weise einer Digital-Video-Disk, sind sehr genau arbeitende 
Vorrichtungen erforderlich, da die Substrate nicht nur sehr 
lagegenau ubereinander angeordnet werden miissen, son- 
4em der Klebevorgang iiber die gesamte Scheiben flache 20 
fiinweg gleichmaBig und ohne Lufteinschliisse oder unter- 
schiedBch dicke Klebemittelschichten durchgefuhrt werden 
mufiT um fehlerfreie Substratscheiben zu erhalten. Daruber 
hinaus sind die herkommlichen Vorrichtungen zum Verkle- 
ben von zwei Substraten konstruktionsmaBig sehr aufwen- 25 
dig und nehmen einen groBen Raum ein. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Verkleben von zwei Substraten zu 
schaffen, das bzw. die ein zuverlassiges, gleichmaBiges Ver- 
kleben der Substrate ermoglicht, zu guten Substratscheiben 30 
mit geringer AusschuBrate fiihrt und dennoch einf ach durch- 
gefuhrt werden kann bzw. die konstruktiv einf ach ist und 
eine hohe Produktivitat ermoglicht. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein 
eingangs genanntes Verfahren gelost, bei dem die zusam- 35 
mengelegten Substrate zum Ausschleudern des Klebemit- 
tels um ihre Mittelachsen gedreht werden. Der Ausschleu- 
dervorgang ermoglicht es, das Klebemittel zwischen den zu 
verklebenden Substraten auf einf ache Weise iiber die ge- 
samte zu verklebende Flache hinweg sehr gleichmaBig zu 40 
verteilen und Einschlusse, wie Luftblasen oder dgl., zu ver- 
meiden. Die Substrate haften daher iiber die gesamte Sub- 
stratflache hinweg fest aneinander und insbesondere weisen 
die Substratscheiben iiber die gesamte Flache hinweg eine 
gleichmaBige Dicke auf. 45 

GemaB einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
dung wird wenigstens eine der zu verklebenden Flachen der 
Substrate, vorzugs weise die zu verklebende Flache des Sub- 
strats, auf die das eigentliche Klebemittel aufgebracht wird, 
mit einer Vorbeschichtung versehen. Auf diese Weise wird 50 
die Gleitfahigkeit fiir das Hauptklebemittei bzw. den Haupl- 
lack wesentlich verbessert, so daB die Klebernittel-Vertei- 
lung iiber die gesamte Flache hinweg nicht nur schneller, 
sondern auch gleichmaBiger erfolgt. 

Das Klebemittel ist vorzugsweise ein sogenannter Ultra- 55 
violett-Kunststofflack, der durch Bestrahlen mit ultraviolet- 
tern Licht schnell aushartet und eine gute Haftwirkung zwi- 
schen den beiden Substraten ermoglicht. Vorzugsweise wird 
das Klebemittel als Klebering auf eine zu verklebende Fla- 
che eines Substrats aufgebracht, das dann durch den Schleu- 60 
dervorgang iiber die gesamte Substratflache verteilt wird. 

Vorzugsweise wird ein einstellbarer, genauer Druck auf 
das auf das erste Substrat aufgebrachte zweite Substrat nach 
dem Auflegen ausgeubt, der die gleichmaBige Verteilung 
des Klebemittels zwischen den Substraten verbessert. Das 65 
obere, aufzulegende Substrat wird dabei vorzugsweise iiber 
einen Einarmhandler mit prazisionsantrieb in einer Feinbe- 
wegung genau zentrisch auf das erste Substrat aufgebracht 
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und ein entsprechender Druck ausgeubt. 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung wird wenigstens eines der Substrate beim 
Auflegen auf das andere Substrat in den Randbereichen vom 
anderen Substrat weg gebogen, so daB Luftblasen oder son- 
stige Einschlusse in der Klebeschicht oder im Klebemittel 
sicher und zuverlassig entfernt werden. Da durch das Ver- 
biegen des aufzulegenden Substrats dieses zunachst in der 
Mitte aufliegt, und dann erst bei vollstandiger Freigabe sich 
sozusagen von innen nach auBen abwalzt, wird der Klebe- 
mittelring von innen nach auBen zu den Substratrandern hin 
gedruckt und ausgewalzt, so daB dadurch auch Luftein- 
schliisse und Blasen entfernt werden. 

Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin- 
dung besteht darin, die Rander der verklebten Substrate 
nach dem Ausschleudern des Klebemittels zu reinigen. Auf 
Grund des Reinigungsvorgangs ergibt sich zusatzlich auch 
eine zuverlassige Versiegelung des Substratscheiben-Ran- 
des, die zu einer Erhohung der Qualitat des fertigen Pro- 
dukts beitragt. Zum Reinigen des Substratscheiben-Randes 
ist vorzugsweise eine Klebemittel-Absaugrichtung vorgese- 
hen, die federnd an den Substratscheiben-Rand angedriickt 
wird. Zur Erhohung der Produktivitat erfolgt diese Reini- 
gung des Substratrandes unmittelbar nach dem Aus schleu- 
dervorgang des Klebemittels, ohne daB fiir die Randreini- 
gung eine zusatzliche Lageveranderung der Substratschei- 
ben oder eine eigene Reinigungsstation erforderlich ist. 

Die verklebten Substratscheiben werden vorzugsweise in 
einem Klebemittel-Trockner, bei Verwendung eines UV- 
Lacks in einem UV-Trockner getrocknet, wodurch der Her- 
stellungsvorgang wesentlich verkurzt wird. Ein derartiger 
Klebemittel-Trockner kann beispielsweise entsprechend ei- 
ner Vorrichtung ausgebildet sein, wie sie in der nichtvorver- 
offentlichten, auf dieselbe Anmelderin zuriickgehenden 
DE-A 195 45 843 beschrieben ist, und die zur Vermeidung 
von Wiederholungen insofern zum Gegenstand der vorlie- 
genden Anmeldung gemacht wird. Die Substratscheiben 
konnen dabei beispielsweise bei drehender Bewegung unter 
einer UV-Lampe hindurchgefiihrt werden. 

Sehr vorteilhaft ist es, wenn eine Quarz- oder Glasplatte 
wahrend des Trocknungsvorgangs auf die Substratscheibe 
aufgelegt wird, wobei sie mit ihrem Eigengewicht wahrend 
des Trocknens auf die Substratscheibe driickt und diese eben 
halt. Vorzugsweise wird dabei die Quarz- oder Glasplatte 
nach dem Trocknungsvorgang, wahrend dem sie aufgeheizt 
wird, gekUhlt, bevor sie auf die nachste Substratscheibe auf- 
gelegt wird. Die Kuhlung der Quarz- oder Glasplatte erfolgt 
gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel mit ionisierter Luft, wo- 
bei die Glasplatten mit einem Wechselsystem jeweils zwi- 
schen dem Kuhlvorgang und dem Aufbringen auf die Sub- 
stratscheibe verschoben wird. Auch ist es vorteilhaft, die 
Trocknung in einer Stickstoffumgebung vorzunehmen, die 
zur schnelleren und endgultigen Trocknung der Substrat- 
scheiben beitragt. 

Nach dem Klebe- und Trocknungsvorgang werden die 
Substratscheiben in einer Inspektionsstation, beispielsweise 
mit einem Scanner, auf Fehler iiberpriift und je nach den da- 
bei gewonnenen MeBergebnissen freigegeben oder als Aus- 
schuB ausgesondert. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird mit einem Daten- 
verarbeitungsprogramm, das beispielsweise in einem Perso- 
nal Computer ablauft, gesteuert und/oder visualisiert. 

Die gestellte Aufgabe wird weiterhin durch eine Vorrich- 
tung der eingangs genannten Art gelost, die wenigstens eine 
Klebemittel-Ausschleudervorrichtung aufweist. Die mit 
dem zuvor beschriebenen erfindungsgemaBen Verfahren er- 
zielten Vorteile werden auch durch die erfindungsgemaBe 
Vorrichtung erreicht, namlich das Klebemittel schnell, zu- 
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verlassig und gleichmaBig auf die zu verklebenden Flachen 
der Substrate zu verteilen, ohne daB Einschliisse, beispiels- 
weise Lufteinschliisse, zwischen den Substraten verbleiben, 
die zu ungleichmaBig dicken Substratscheiben und damit zu 
Substratscheiben mit minderer Qualitat bzw. hohen Aus- 5 
schuBraten fuhren wiirden. 

GemaB einer besonders vorteilhaflen Ausgestaltung der 
Erfindung ist eine Vorbeschichtungs- oder Vordispensorein- 
richtung vorgesehen, die in Ablaufrichtung des Fertigungs- 
verfahrens vor der Verklebestation bzw. vor der Klebemit- 10 
telaufbringeinrichtung angeordnet ist. Durch die Vorbe- 
schichtungseinrichtung wird mindestens eine der zu verkle- 
benden Flachen der Substrate, vorzugsweise die Flache, auf 
die das andere Substrat aufgelegt wird, mit einer Vorlackie- 
rung versehen, die die Gleitfahigkeit des Klebemittels oder 15 
des Hauptlacks verbessert und damit zu einer gleichmaBige- 
ren und schnelleren Verteilung des Hauptlacks wahrend des 
Ausschleudervorgangs fiihrt. Durch entsprechende Substrat- 
handhabungsgerate insbesondere mit Prazisionsantrieb, 
wird ein Substrat genau zentrisch auf das andere positioniert 20 
und insbesondere auch ein genauer einstellbarer Druck auf 
das aufzubringende Substrat und damit auf das zwischen 
den beiden Substraten aufgebrachte Klebemittel ausgeubt, 
der wiederum die Verteilung und die Schnelligkeit derselben 
wahrend des Klebevorgangs verbessert bzw. erhoht. 25 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung ist eine Biegeeinrichtung zum Verbiegen we- 
nigstens eines zu verklebenden Substrats an seinen Randbe- 
reichen vom anderen Substrat weg vorgesehen. Auf diese 
Weise ergibt sich eine noch bessere Vermeidung von Luft- 30 
blasen oder sonstigen Einschlussen in der Klebeschicht, da 
die beiden zu verklebenden Substrate zunachst von innen 
zunehmend nach auBen zur Auflage kommen und dabei Bla- 
sen oder Lufteinschliisse bei diesem Abrollvorgang nach au- 
Ben driicken und entfernen. 35 

Die Biegeeinrichtung weist vorteilhafterweise einen im 
Innenbereich des zu biegenden Substrats angreifenden In- 
nengreifer und einen im AuBenbereich des zu biegenden 
Substrats angreifenden AuBengreifer auf, die in Achsenrich- 
tung der Substrate relativ zueinander beweglich sind und da- 40 
her die Verbiegung des unteren oder oberen Substrats be- 
ziiglich des anderen Substrats ermoglichen. Fur das Angrei- 
fen des Innen- und/oder AuBengreifers sind vorzugsweise 
Sauger oder Saugergruppen vorgesehen, die etwa beim Au- 
Bengreifer auch uber den gesamten Kreisumfang verteilt an- 45 
geordnet sein konnen. 

Sehr vorteilhaft ist eine Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung, bei der eine Reinigungseinrichtung 
zum Reinigen des Substratscheibenrandes vorgesehen ist. 
Der Reinigungsvorgang bewirkt gleichzeitig ein Versiegeln 50 
des Substratscheibenrandes, und damit eine Qualitatsver- 
besserung des erzeugten Produkts. Die Reinigungseinrich- 
tung weist vorzugsweise eine Klebemittel- Absaugeinrich- 
tung auf, die gemaB einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung federnd am Substratscheibenrand andriickbar ist. 55 
Die Reinigungseinrichtung ist dabei vorzugsweise Teil der 
Klebemittel- Ausschleudereinrichtung, so daB die Substrat- 
scheiben fur den Reinigungsvorgang nicht zu einer entspre- 
chenden Station transportiert werden miissen, sondern un- 
mittelbar nach Ende des Ausschleudervorgangs in ihrer da- 60 
fur vorgesehenen Lage an ihren Randern gereinigt werden. 

Der Klebemittel- Ausschleudereinrichtung bzw. der Sub- 
Stratscheibenrand-Reinigungseinrichtung ist vorzugsweise 
«ne Trockenstation nachgeordnet, die bei Verwendung von 
Klebemittel oder Lack, das bzw. der mit ultraviolettem Licht 65 
getrocknet und gehartet wird, ein Ultraviolett-Trockner ist. 
Fiir den Trocknungsvorgang weist die Trocknerstation vor- 
zugsweise eine Quarz- oder Glasplatten-Auflegeeinheit auf. 



Die Quarz- oder Glasplatte kann dabei mittels eines Schie- 
ber- oder Wechsel systems zwischen dem Substratscheiben- 
Bereich und einem Kuhlbereich hin- und herverschoben 
werden. 

Die Trocknerstation weist vorzugsweise UV-Lampen auf, 
wobei vorteilhafterweise Reflex ions flachen fiir die Lampen- 
strahlung im Bereich der Substratrander vorgesehen sind. 
Dadurch ist eine Trocknung und Aushartung des Klebemit- 
tels auch in den Rand- und Kantenbereichen der Substrat - 
scheibe schnell und zu verlassig moglich. Der Trocknungs- 
station schlieBt sich gemaB einer weiteren Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung eine Inspcktionsstation 
an, in der in Abhangigkeit von den MeBergebnissen des 
Uberpriifungsvorgangs die gefertigen Substratscheiben frei- 
gegeben oder als AusschuB verworfen werden. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist insbesondere sehr 
kostengiinstig und auf Grund der kompakten Bau weise mit 
kleinen Abmessungen herstellbar und vorzugsweise mit ei- 
ner Schutzkabine mit Turen und Fenstern versehen, in der 
durch eine aufgebrachte sogenannte Flow-Box, also durch 
eine entsprechende moglichst laminare Stromung ein rein- 
raum-ahnliches Umfeld fiir die Fertigung der Substratschei- 
ben geschaffen wird. Die erfindungsgemaBe Vorrichtung 
kann sowohl als Einzelmaschine als auch in einer Ferti- 
gungslinie integriert eingesetzt werden. 

Unter Substratscheiben sind im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Erfindung nicht nur Digital- Video-Disks son- 
dern allgemein Scheiben zu verstehen, die durch Verkleben 
von mindestens zwei Teilscheiben gebildet werden. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand bevorzugter 
Ausfiihrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfindungsge- 
maBen Vorrichtung in Aufsicht und 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Ausfuhrungs- 
form fiir die Biegeeinrichtung. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel fiir 
eine erfindungsgemaBe Vorrichtung erfolgt die Verfahrens- 
abfolge in Verfahrensschritten von rechts nach links. In ei- 
ner ersten Geberstation 1 werden auf einem Geberteller 2 er- 
ste Substrate 3 bereitgestellt. In entsprechender Weise wer- 
den in einer zweiter Geberstation 4 auf einem zweiten Ge- 
berteller 5 zweite Substrate 6 bereitgestellt, die mit ihrer 
keine Informationen aufweisenden Flache mit der entspre- 
chenden Flache des ersten Substrats 3 verklebt werden sol- 
len. Mit einem Uberkopfhandler 7 werden die ersten Sub- 
strate 3 aus der Geberstation 1 entnommen, um 180° ge- 
dreht, so daB die zu verklebende, nicht mit Informationen 
gespeicherte Seite nach oben weist, und auf einen Eingangs- 
Rundschalttisch 8 an vorgegebenen Stellen abgelegt. Ein 
Geberhandler 9 transportiert die zweiten Substrate 6 mit der 
zu verklebenden Seite nach unten, also ohne Drehung der 
Substrate 6, auf entsprechende Bereiche des Eingangs- 
Rundschalttischs 8. Der Eingangs-Rundschalttisch 8 weist 
eine spezielle Aufteilung, namlich eine Zwei-Positionen- 
Teilung auf, durch die eine Verwechslung der beiden zu ver- 
klebenden Substrate 3 und 6 selbst nach einem Stromausfall 
vermieden wird. 

Der Rundtisch 8 stellt die ersten und zweiten Substrate 3 
bzw. 6 einer Verklebestation 10 bereit, die zwei Klebemittel- 
Ausschleudereinrichtungen oder ProzeBtopfe 11 und 12 und 
jeweils eine Klebemittelaufbringeinrichtung bzw. je einem 
Dispenser 13, 14, jeweils einer Substratscheibenrand-Reini- 
gungseinrichtung 15 bzw. 16, sowie eine Vorbeschichtungs- 
einrichtung bzw. Prodi spense-Einheit 17 und entsprechende 
Handler 18 bzw. 19 aufweist. 

Der ProzeBablauf in der Klebestation 10 ist folgender. Zu- 
nachst werden die auf dem Eingangs-Rundschalttisch 8 lie- 
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genden ersten Substrate 3, deren zu verklebende Flachen 
nach oben weisen, und die beim Verklebevorgang das untere 
Substrat darstellen, an einer bestimmten Rundtischposition 
mit dem Handler 19 auf einen Tisch 20 der Vorbeschich- 
tungseinrichtung 17 gelegt und dort mit einer Beschich- 5 
tungseinrichtung 21 vorbeschichtet, um fur das eigentliche 
Klebemittel oder den Hauptlack in einem nachfolgend noch 
zu beschreibenden Verfahrensschritt eine optimale Gleitfa- 
higkeit zu schaffen. Die vorbeschichteten ersten Substrate 3 
werden danach wieder auf dem Eingangs-Rundschalttisch 8 10 
abgelegt. 

Mit dem Einarmhandler 18 mit Prazisionsantrieb werden 
die ersten Substrate 3 vom Eingangs-Rundschalttisch 8 in 
die beiden Klebemittel-Ausschleudereinrichtungen 11 bzw. 
12 gelegt. In einem nachsten Verfahrensschritt wird mit je- 15 
weils der Klebemittelaufbringeinrichtung bzw. der Haupt- 
dispensereinheit 13, 14 ein Klebemittel, bei spiels weise ein 
UV-Kunststofflack etwa in Form eines Rings aufgetragen. 
Danach wird das zweite, obere Substrat 6 vom Eingangs- 
Rundschalttisch 8 ebenso entnommen und genau zentrisch 20 
auf das erste, untere Substrat 3 aufgelegt. Die Teller der Kle- 
bemittel- Ausschleudereinrichtungen 11, 12 werden in Dre- 
hung versetzt, so daB das Klebemittel zwischen den Substra- 
ten 3 und 6 ausgeschleudert wird. 

Wie im nachfolgenden noch anhand der Fig. 2 im einzel- 25 
nen erlautert werden wird, kann das obere oder das untere 
Substrat 3 bzw. 6 eine leichte Biegung aufweisen, wodurch 
das Entfernen von Luftblasen oder Einschlussen, die beim 
Aufbringen des Klebemittels oder Kleberings darin auftre- 
ten, erleichtert und die Klebemittelverteilung zusatzlich ver- 30 
bessert und beschleunigt wird. tiber den Prazisionsantrieb 
des Einarmhandlers 18 kann nicht nur die Geschwindigkeit, 
mit dem das zweite obere Substrat 6 aufgelegt wird, sondem 
auch ein genauer Druck, mit dem dieses Substrat 6 auf dem 
Klebemittelring aufgelegt wird, so wie die Verzogerung, mit 35 
der der Substratrand des verbogenen Substrats freigegeben 
wird, genau gesteuert werden. 

Nach dem Ausschleudern tritt die Substratscheibenrand- 
Reinigungseinrichtung 15 bzw. 16 in Funktion, bei der bei 
der dargestellten Ausfuhrungsform eine Klebemittel-Ab- 40 
saugeinrichtung fedemd an den Rand der verklebten Sub- 
stratscheibe gedrtickt wird. Durch die dadurch erfolgte 
Randreinigung wird gleichzeitig eine zusatzliche Versiege- 
lung des Substratscheibenrandes erreicht, wodurch die Pro- 
duktqualitat verbessert wird. 45 

Die verklebten Substratscheiben 23 werden danach mit 
einen Einarmhandler 24 aus der Verklebestation 10 entnom- 
men und auf einen weiteren Rundschalttisch 25 einer Trock- 
nerstadon 26 gelegt, in der die Substratscheiben 23 getaktet 
unter einen UV-Trockner 27 gefuhrt und mit UV-Lampen 50 
bestrahlt und dadurch getrocknet werden. Der UV-Trockner 
27 ist vorzugs weise mit zwei bis vier 4 HPA-Lampen in ein 
oder zwei Stationen ausgestattet. 

Die Trockenstation 26 weist weiterhin einen Glasplatten- 
handler 28 in Form einer Schieber- oder Wechseleinrichtung 55 
auf, mit der Quarz- oder Glasplatten 29 auf die zu trocknen- 
den Substratscheiben 23 aufgelegt werden und die mit ihrem 
Eigengewicht auf den Substratscheiben 23 liegen. Mit dem 
Glasplattenhandler 28 werden die Glasplatten 29 nach dem 
Entfernen von den Substratscheiben 23 unter ionisierter Luft 60 
gekiihlt, um danach wieder auf weitere Substratscheiben 23 
aufgelegt werden zu konnen. 

Die getrockneten Substratscheiben 23 werden mit einem 
dreiarmigen Handler 30 vom Rundschalttisch 25 der Trock- 
nerstation 26 einer Nehmerstation 31 zugefiihrt, in der sich 65 
eine Inspektions station 34 befindet, die die fertigen Sub- 
stratscheiben 23 einer Quatitatskontrolle unterzieht und in 
Abhangigkeit vom Ergebnis dieser Kontrolle bzw. deren 
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MeBwerten den dreiarmigen Handler 30 so steuert, daB er 
die guten Substratscheiben 23 auf einen weiteren Rundtisch 
35 und die schlechten Substratscheiben 23 auf eine Aus- 
schuB-Spindel 36 ablegt. 

Auf Grund der kompakten Bau weise weist die erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung kleine Abmessungen mit einer 
Lange von 2900 mm, einer Breite von 1250 mm und einer 
Hone von 1900 mm auf, die einen flexiblen Einsatz der Vor- 
richtung auch in kJeinsten Raumen sowohl als Einzelma- 
schine als auch als eine in einer Fertigungsreihe integrierten 
Maschine ermoglicht. 

Fig. 2 zeigt in schematischer und teil weisen Querschnitts- 
darstellung eine Ausfuhrungsform fur eine Biegeeinrich- 
tung 40 zum Verbiegen eines der zu verklebenden Substrate 
oder beider zu verklebender Substrate an seinen Randberei- 
chen weg vom jeweils anderen Substrat. Die Biegeeinrich- 
tung 40 weist einen Innengreifer 41 und einen AuBengreifer 
42 auf, die mittels eines Hydrauiikzylinders 43 relativ zuein- 
ander beweglich sind. Der Innengreifer 41 weist Sauger 43 
auf, die iiber entsprechende Unterdruckanschliisse 44 mit ei- 
ner Unterdruckquelle verbunden sind und das Substrat 3 
oder 6 ergreifen, um es mittels eines Anheb- und Absenkzy- 
linders 45 zu transportieren. 

Der AuBengreifer 42 weist mehrere iiber den AuBengrei- 
ferumfang verteilte Sauger 46 auf, die zur Verbiegung des 
Substrats 3 bzw. 6 in seinen AuBenbereichen angreifen. Die 
Biegung tritt dann ein, wenn der AuBengreifer 42 mit dem 
Zylinder 43 bezuglich des Innengreifers 41 angehoben wird. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfiih- 
rungsbeispiele erlautert. Dem Fachmann sind jedoch zahl- 
reiche Ausgestaltungen und Abwandlungen moglich, ohne 
daB dadurch der Erfindungsgedanke verlassen wird. Die er- 
findungsgemaBe Vorrichtung wurde zuvor in Zusammen- 
hang mit der Fertigung von Digital-Video-Disks beschrie- 
ben. Die Prinzipien der Erfindung sind jedoch auch auf Ver- 
fahren und Vorrichtungen fur die Herstellung anderer Pro- 
dukte einsetzbar, bei denen zwei Substrate miteinander zu 
verkleben sind. 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Verkleben von zwei Substraten (3, 6) 
zu einer Substratscheibe (23), bei dem ein Klebemittel 
auf eine zu verklebende Flache eines ersten Substrats 
(3) aufgebracht, und ein zweites Substrat (6) mit seiner 
zu verklebenden Flache auf das erste Substrat aufgelegt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate (3, 
6) zum Ausschleudern des Klebemittels um ihre Mit- 
telachsen gedreht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zu verklebende Flache des ersten Substrats 
(3) vor Aufbringen des Klebemittels mit einer Vorbe- 
schichtung versehen wird. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Klebemittel ein Ultraviolett- 
Kunststofflack ist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Klebemittel als 
Klebering auf die zu verklebende Flache des ersten 
Substrats (3) aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein einstellbarer 
Druck auf das zweite Substrat (6) nach Auflegen auf 
das Klebemittel ausgeiibt wird. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ei- 
nes der Substrate (3, 6) beim Auflegen auf das andere 
Substrat (6, 3) in den Randbereichen vom anderen Sub- 
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strat (6, 3) weg gebogen wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Rander der ver- 
klebten Substratscheiben (23) nach dem Ausschleu- 
dern des Klebemittels gereinigt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Randerreinigung in der Station (10) er- 
folgt, in der das Verkleben der Substrate (3, 6) vorge- 
nommen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Klebemittel-Absaugvorrichtung fe- 
dernd an die Rander der verklebten Substratscheibe 
(23) angedriickt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die verklebte 
Substratscheibe (23) in einer Trockenstation (26) ge- 
trocknet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Quarz- oder Glasplatte (29) wahrend 
des Trocknens auf die Substratscheibe (23) aufgelegt 
ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Quarz- oder Glasplatte (29) nach 
dem Trocknungsvorgang gekiihlt wird, bevor sie auf 
die nachste Substratscheibe (23) aufgelegt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 12, 
dadurch gekeMz^hnet, daB die Quarz- oder Glas- 
platte (29) mit ionisierter Luft gekiihlt wird. 

^|;4|v Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Trocknung in einer 
Stickstoffurngebung erfolgt. 

15. Verf^en nach einem der vorhergehenden An- 
s P^^^S^p«|kennzeichnet, daB die verklebten 

^imd ; getr6ckneten Substratscheiben (23) auf Fehler ge- 
priift werden. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Verfahren 
mit einem Datenverarbeitungsprogramm gesteuert 
urtd/oder visualisiert wird. 

17. Vorrichtung zum Verkleben von zwei Substraten 40 
(3, 6) zu einer Substratscheibe (23) mit wenigstens ei- 
ner Verklebestation (10) und wenigstens einer Klebe- 
mittelaufbringeinrichtung (15, 16), gekennzeichnet 
durch wenigstens eine Klebemittel-Ausschleuderein- 
richtung (11, 12) 

18; Vbrrichtung nach Anspruch 17, gekennzeichnet 
durch eine Vorbeschichtungseinrichtung (17). 

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, gekenn- 
zeichnet durch eine Druckeinrichtung, die wahrend des 

\ Klebevorgangs einen einstellbaren Druck auf wenig- 
|'stens eine Substratscheibe (3, 6) ausiibt. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 19, 
gekennzeichnet durch eine Biegeeinrichtung (40) zum 
Verl3 if gen wenigstens eines zu verklebenden Substrats 
(3, 6) an seinen Randbereichen weg vom anderen Sub- 

! strat (6,3). 

i?^ v orrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
|2eu:hnet, daB die Biegeeinrichtung (40) einen im In- 
:^nenbereich des zu biegenden Substrats (3, 6) angreifen- 
den Innengreifer (41) und einen im AuBenbereich des 
|2u biegenden Substrats (3, 6) angreifenden AuBengrei- 
per (42) aufweist. 

^^ Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch 
fig^^chiiet, daB der Innengreifer (41) und/oder der 
iWf 1 ^^ < 42 > in Achsenrichtung der Substrate (3, 

Jf * a U v zueinander bewegbar sind. 
flStf Vo ™ cntun g na ch einem der Anspriiche 20 bis 22 
8§agrch gekennzeichnet, daB der Innengreifer (41) 
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und/oder der AuBengreifer (42) Sauger (43 bzw. 46) 
aufweisen. 

24. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 23, 
gekennzeichnet durch eine Substratscheibenrand-Rei- 
nigungseinrichtung (15, 16). 

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Substratscheibenrand-Reinigungsein- 
richtung (15, 16) eine Klebemittel-Absaugeinrichtung 
aufweist. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 24 oder 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Substratscheibenrand-Reini- 
gungseinrichtung (15, 16) federnd an den Substrat- 
scheibenrand andruckbar ist. 

27. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 24 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Substratscheiben- 
rand-Reinigungseinrichtung (15, 16) Teil der Klebe- 
mittel-Ausschleudereinrichtung (11, 12) ist. 

28. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 27, 
gekennzeichnet durch eine Trocknerstation (26). 

29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Trocknerstation eine Quarz- oder 
Glasplatten-Auflegereinheit (28) aufweist. 

30. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Trocknerstation (26) eine 
Quarz- oder Glasplatten-Kuhleinrichtung aufweist. 

31. Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Kiihlmittel ionisierte Luft ist. 

32. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 28 bis 31, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Trocknerstation (26) 
Ultraviolett-Lampen aufweist, und daB im Bereich der 
Substratrander Reflexionsflachen fur die Lampenstrah- 
lung vorgesehen sind. 

33. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 17 bis 32, 
gekennzeichnet durch eine nach der Trocknungsstation 
(26) angeordnete Inspektionsstation (34). 
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